
JP 2012-507528 A5 2012.11.29

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
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【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｃ  43/12     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  41/16     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ   3/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  21/08     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 105/54     (2006.01)
   Ｃ０７Ｂ  61/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｃ  43/12    ＣＳＰ　
   Ｃ０７Ｃ  41/16    　　　　
   Ｃ０９Ｋ   3/00    １１１Ｂ
   Ｃ０９Ｋ  21/08    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 105/54    　　　　
   Ｃ０７Ｂ  61/00    ３００　

【手続補正書】
【提出日】平成24年10月11日(2012.10.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フッ素化エーテルの製造方法であって、
　極性非プロトン性溶媒中で、
　以下の式により表されるフッ素化アルコール、
　Ｘ－Ｒｆ

１－ＣＨ２ＯＨ
　（式中、
　Ｒｆ

１は、１個以上の炭素原子が鎖状ヘテロ原子により置換された１～１０個の炭素原
子を有するペルフルオロ化アルキレン基及び１個以上の炭素原子が鎖状ヘテロ原子により
置換された１～１０個の炭素原子を有する部分フッ素化アルキレン基の誘導体からなる群
から選択され、Ｒｆ

１が少なくとも２個の炭素原子を含む場合、Ｒｆ
１は、最大２個の水

素原子を含み；
　Ｘは、Ｈ、Ｆ、又はＨＯＣＨ２－基を表す）；
　以下の式により表されるフッ素化スルホネートエステル、
　Ｒｆ

２ＣＨ２ＯＳ（＝Ｏ）２Ｒｆ
３

　（式中、
　Ｒｆ

２は、１～１０個の炭素原子を有するペルフルオロ化アルキル基、１～１０個の炭
素原子を有する部分フッ素化アルキル基、及び１個以上の炭素原子が鎖状ヘテロ原子によ
り置換された上記アルキル基の誘導体からなる群から選択され、Ｒｆ

２が少なくとも２個
の炭素原子を含む場合、Ｒｆ

２は、最大３個の水素原子を含み；Ｒｆ
３は、１～４個の炭
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素原子を有するペルフルオロ化アルキル基からなる群から選択される）；及び
　塩基；を組み合わせる工程と、
　以下の式により表される少なくとも１つのフッ素化エーテルを得る工程と、
　Ｙ－Ｒｆ

１－ＣＨ２ＯＣＨ２Ｒｆ
２

　（式中、Ｙは、Ｈ、Ｆ、又はＲｆ
２ＣＨ２ＯＣＨ２－基を表す）を含む、方法。

【請求項２】
　以下の式：
　Ｙ－Ｒｆ

１－ＣＨ２ＯＣＨ２Ｒｆ
２

　（式中、
　Ｒｆ

１は、１個以上の炭素原子が鎖状ヘテロ原子により置換された１～１０個の炭素原
子を有するペルフルオロ化アルキレン基の誘導体及び１個以上の炭素原子が鎖状ヘテロ原
子により置換された１～１０個の炭素原子を有する部分フッ素化アルキレン基の誘導体か
らなる群から選択され、Ｒｆ

１が少なくとも２個の炭素原子を含む場合、Ｒｆ
１は、最大

２個の水素原子を含み；
　Ｙは、Ｈ、Ｆ、又はＲｆ

２ＣＨ２ＯＣＨ２－基を表し、式中、
　Ｒｆ

２は、１～１０個の炭素原子を有するペルフルオロ化アルキル基、１～１０個の炭
素原子を有する部分フッ素化アルキル基、及び１個以上の炭素原子が鎖状ヘテロ原子によ
り置換された上記アルキル基の誘導体からなる群から選択され、Ｒｆ

２が少なくとも２個
の炭素原子を含む場合、Ｒｆ

２は、最大３個の水素原子を含み；
　ＹがＦであり、かつＲｆ

１及びＲｆ
２が両方ペルフルオロ化基である場合、Ｒｆ

１又は
Ｒｆ

２のうち少なくとも１個が少なくとも３個の炭素原子を有し、
　Ｙ－Ｒｆ

１－がＨＣＦ２－基を含む場合、Ｒｆ
２は、－ＣＦ２Ｈ基を含まない）により

表されるフッ素化エーテル。
【請求項３】
　請求項２に記載のフッ素化エーテルを含む消火組成物で消火する工程を含む、フッ素化
エーテルの使用方法。
【請求項４】
　発泡プラスチックの製造中に発泡剤として請求項２に記載のフッ素化エーテルを含む組
成物を用いる工程を含む、フッ素化エーテルの使用方法。
【請求項５】
　工作物の切削又は研磨中に作動流体として請求項２に記載のフッ素化エーテルを含む組
成物を用いる工程を含む、フッ素化エーテルの使用方法。
【請求項６】
　フッ素化エーテルを使用する方法であって、以下の式：
　Ｙ－Ｒｆ

１－ＣＨ２ＯＣＨ２Ｒｆ
２

　（式中、
　Ｒｆ

１は、１個以上の炭素原子が鎖状ヘテロ原子により置換された１～１０個の炭素原
子を有するペルフルオロ化アルキレン基の誘導体及び１個以上の炭素原子が鎖状ヘテロ原
子により置換された１～１０個の炭素原子を有する部分フッ素化アルキレン基の誘導体か
らなる群から選択され、Ｒｆ

１が少なくとも２個の炭素原子を含む場合、Ｒｆ
１は、最大

２個の水素原子を含み；
　Ｙは、Ｈ、Ｆ、又はＲｆ

２ＣＨ２ＯＣＨ２－基を表し、式中、
　Ｒｆ

２は、１～１０個の炭素原子を有するペルフルオロ化アルキル基、１～１０個の炭
素原子を有する部分フッ素化アルキル基、及び１個以上の炭素原子が鎖状ヘテロ原子によ
り置換された上記アルキル基の誘導体からなる群から選択され、Ｒｆ

２が少なくとも２個
の炭素原子を含む場合、Ｒｆ

２は、最大３個の水素原子を含む）により表されるフッ素化
エーテルを含む組成物で工作物を洗浄する工程を含む、方法。
【請求項７】
　フッ素化エーテルの製造方法であって、
　極性非プロトン性溶媒中で、
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　以下の式により表されるフッ素化アルコール、
　Ｚ－Ｒｆ

１－ＣＨ２ＯＨ
　（式中、
　Ｚは、Ｈ又はＦを表し；
　Ｒｆ

１は、１～１０個の炭素原子を有するペルフルオロ化アルキレン基、１～１０個の
炭素原子を有する部分フッ素化アルキレン基、及び１個以上の炭素原子が鎖状ヘテロ原子
により置換された上記アルキレン基の誘導体からなる群から選択され、Ｒｆ

１が少なくと
も２個の炭素原子を含む場合、Ｒｆ

１は、最大２個の水素原子を含む）；
　以下の式により表されるフッ化スルホニル、
　Ｒｆ

３Ｓ（＝Ｏ）２Ｆ
　（式中、Ｒｆ

３は、１～４個の炭素原子を有するペルフルオロ化アルキル基からなる群
から選択される）；及び
　塩基；を組み合わせる工程と、
　以下の式により表されるフッ素化エーテルを得る工程と、
　Ｚ－Ｒｆ

１－ＣＨ２ＯＣＨ２－Ｒｆ
１－Ｚ

　を含む、方法。
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